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@ Verfahren zur Untersuchung von Textdokumenten durch Mikroskopieren und Vorrichtung zur Durchfuhrung 
des Verfahrens 

@ Die Erfindung bezieht sich einerseits auf ein Verfahren zur 
Untersuchung von Textdokumenten durch Mikroskopieren 
zum Losbarmachen unioserlich gewordener Zeichen auf 
einem Texttrager, insbesondere von handsch rift] ic hen Zei- 
chen auf alten Texttragern, wie Papyri, Pergamente und 
Haute, und andererseits auf eine Vorrichtung zur Durchfuh- 
rung des Verfahrens. Das Verfahren ist gekennzeichnet 
durch die Verfahrensschritte 

- Mikroskopieren mit einem Laser-Abtastverfahren, bei dem 
ein auf einen Abtastpunkt auf den Texttrager fokussierter 
Laserstrahl in Hinsicht auf x-, y- und z-Koordinaten in einem 
Raster gefuhrt wird, um vom jeweiligen Punkt des abgeta- 
steten Texttragers reflektiertes und durch Fluoreszenz emit- 
tiertes Licht zu detektieren, wodurch punktindividueile zeit- 
serielle Bildsignale erzeugt werden, und 

- Zusammensetzen der punktindividuellen zeitseriellen Bild- 
signale in mit der Abtastung synch ronen Pixein zu einem x-, 
y-flachigen, auf die z-Koordinate (Tiefe) parametrierten BHd. 
Die Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens gekenn- 
zeichnet sich durch ein konvokales Laserabtastmikroskop, 
dessen Laserstrahl auf seinem Lichtweg zum Texttrager zur 
Rasterabtastung von einem Galvanometerspiegel mit x- und 
y-Koordinatenantrieb abienkbar ist und ein erstes konfokales 
NadeJIoch passiert und auf seinem Ruckweg des vom 
Texttrager reflektiertes und/oder durch Fluoreszenz emittier- 
tes Licht ein zweites Nadelloch vor einem Detektor passiert, 
wobei durch geometrische Zuordnung der ... 
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Beschreibung Bildaufbereitungsgerat zur Verarbeitung aus dem De- 

tektor empfangener Detektorsignale und durch eine 
Die Erfindung betrifft einerseits ein Verfahren zur vora Bildaufbereitungsgerat gesteuerte Anzeigevor- 
Untersuchung von Textdokumenten durch Mikrosko- richtung. 

pieren zum Lesbarmachen unleserlich gewordener Zei- 5 Die entscheidenen Vorteile der Erfindung liegen in 
chen auf einem Texttrager, insbesondere von hand- der Nutzung einer auf einen Punkt fokussierenden Be- 
schriftlichen Zeichen auf alten Texttragern, wie Papyri leuchtung in Verbindung mit der Detektion eines klei- 
und Pergamente, und andrerseits eine Vorrichtung zur nen durch den Durchmesser des Nadellochs begrenzten 
Durchfuhrung des Verf ahrens. Detektionsvolumens im Texttrager, wodurch ein Verwi- 

Die Untersuchung von antiken, mittelalterlichen 10 schen von Kontrast und Auflosung durch Strukturen 
Textdokumenten (Papyri, Pergamente, Haute und ande- auBerhalb der Fokussierebene verhindert wird. Somit 
re) aber auch von modernen Textdokumenten wird im kann der Inhalt eines Texttragervolumens durch das 
wischenschaf tlichen Aiitag meist mit der Handlupe oder Fokussieren des von den Texttragerpunkten reflektier- 
dem Steroskop vorgenommen. ten Lichts und/oder des emittierten Floureszenzlichts 

AndereherkommlicheMikroskopieverfahren,dieTa- 15 im Rasterverf ahren analysiert werden. 
geslicht, Kunstlicht, Floureszenz, UV-Licht, IR-Reflek- Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den 
tografie oder muitispektrale Abbildung [MSI] verwen- restlichen Anspruchen zu entnehmen. 
den, stofienbei der Klarung von mitunter entscheidenen Nachstehend wird die Erfindung detailliert anhand 
Detailfragen an Grenzen. So wird die Reflektografie der beiiiegenden Zeichnung beschrieben. 
u. a. durch die bei Papyri ubliche Verglasung beeintrach- 20 In der Zeichnung bedeuten : 

tigt, und die muitispektrale Abbildung erreicht als Wei- Fig. 1 den prinzipiellen Aufbau eines konfokalen La- 
terentwicklung der herkommlichen IR-Technik zwar serabtastmikroskops, das fur die Erfindung benutzt 
durch die Durchdringung von Verschmutzungen und wird, und 

Verdunkelungen auf der Oberflache; jedoch lassen die Fig. 2 Einzelheiten des Laserabtastmikroskops ge- 
Abbildungen Unterschiede zwischen Schmutzpartikeln, 25 maB Fig. 1 zur Veranschaulichung der Abtastung. 
Fasern, Tintenschichten und Spuren der Schreibfeder Das erfindungsgemaBe Verfahren dient der Untersu- 

nicht erkennen. chung von Textdokumenten, zu denen insbesondere an- 

Demnach besteht die Aufgabe der vorliegenden Er- tike Zeichen auf alten Texttragern wie Papyri, Perga- 
findung darin, ein Verfahren der eingangs genannten mente, Haute und andere zahlen. Bei dem hierbei ver- 
Art sowie eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des Ver- 30 wendeten Mikroskopierverfahren wird ein insgesamt 
fahrens anzugeben, wodurch sich Texttrager in unter- mit 1 bezeichnetes konfokales Laserabtastmikroskop 
schiedlichen Fokussierebenen von der Oberflache an bis eingesetzt Eine Lichtquelle 2 zur Erzeugung eines La- 
ins Innere des Texttragers hinein, d. h- mit unterschiedli- serstrahis verf ugt fiber mehrere Laser unerschiedlicher 
cher z-Koordinate, scharf ohne Beeintrachtigung von Erregerfrequenz, deren jeweilige diskrete Wellenlange 
Streuiicht, das von vor und hinter der Fokussierebene 35 zwischen 360 nm und 667 nm liegt, und von denen zum 
liegenden Stoffen als reflektiertes und/oder durch Fluo- aktuellen Betrieb einer auswahlbar ist Das licht des 
reszenz emitiertes Licht ausgeht, abbilden lassen. Lasers passiert ein erstes konfokales Nadelloch 3, um 

Nach dem Aspekt des Verf ahrens wird die Aufgabe durch ein Objektiv 4 annahernd punktfdrmig auf die 
gelost durch die Verfahrensschritte Gegenstandsebene konzentriert zu werden, genauer ge- 

40 sagt, auf ein Detektionsvolumen 5 des Texttragers 6. 

— Mikroskopieren mit einem Laser- Abtastverfah- Das von dem Texttrager 36 reflektierte licht und/oder 
ren, bei dem ein auf einen Abtastpunkt auf den emittiertes Fluoreszenzlicht durchlauf t das Objektiv 4 in 
Texttrager fokussierter Laserstrahl in Hinsicht auf jetzt entgegengesetzter Richtung zum Laserabtasts- 
x- f y- und z-Koordinaten in einem Raster gefuhrt trahl und wird von einem Strahlaufspalter 7 aus dem 
wird, um vom jeweiligen Punkt des abgetasteten 45 Laserabtaststrahl seitiich heraus durch ein zweites De- 
Texttragers reflektiertes und durch Fluoreszenz tektornadelloch 8 auf einen Sekundarelektronenverviel- 
emittiertes licht zu detektieren, wodurch punktin- f acher 9 als Detektor gefuhrt 

dividuelle zeitserielle Bildsignale erzeugt werden, Die Nadellocher 3 und 8, die der Lichtquelle 2 bzw. 
und dem Detektor 9 zugeordnet sind, befinden sich jeweils 

— Zusammensetzen der punktindividuellen zeitse- 50 an einer bestimmten Stelle der optischen Wege, Diese 
riellen Bildsignale in mit der Abtastung synchronen Anordnung muB in Bezug auf die Fokussierebene eine 
Pixeln zu einem x-y-flachigen, auf die z-Koordinate geometrische Zuordnung haben, und diese fuhrt zu ver- 
(Tlefe) parametrierten Bil<L schiedenen Konvergenzpunkten des Lichtstrahls: Von 

der Fokussierebene kommendes licht konvergiert per 
Nach dem Aspekt der Vorrichtung zur Durchfuhrung 55 Definition im Nadelloch, wohingegen Licht von Ebenen 
des Verfahrens wird die Aufgabe erfindungsgemaB auBerhalb der Fokussierebene entweder davor oder da- 
durch ein konvokales l^erabtastmikroskop gelost, des- hinter konvergiert und somit abgeblockt, d. h. von der 
sen Laserstrahl auf seinem Lichtweg zum Texttrager Bildebene ferngehalten wird. Diese Anordnung der geo- 
zur Rasterabtastung von einem Galvanometerspiegel metrisch zugeordneten Nadellocher 3, 8 stellt sicher, 
mit x- und y- Koordinatenantrieb abgelenkt wird und 60 daB lediglich die Bildinformation aus der Fokussierebe- 
ein erstes Nadelloch passiert, und auf einem Ruckweg ne den Detektor 9 erreicht. 

als vom Texttrager reflektiertes oder durch Fluoreszenz Anhand Fig. 2 wird nachstehend die Abtastung des 
emiuertes Licht ein zweites Nadelloch vor einem De- Texttragers 6 beschrieben, wobei gleiche Gegenstande 
tektor passiert, wobei durch geometrische Zuordnung mit gleichen Bezugszeichen versehen sind 
der Steilen der jeweiligen Nadelldcher auf den Lichtwe- 65 Zum Aufbau eines vollstandigen Bildes wird der 
gen, d. h. deren optische Weglange, die zur Bilddarstel- Lichtpunkt uber den zu untersuchenden Teil des Text- 
lung gelangende Fokussierebene auf oder in den Text- tragers 6 Zeile um Zeile mittels eines Galvanometer- 
trager in Richtung der z-Koordinate einsteflbar ist; ein spiegels 10 bewegt, der uber einen x- und einen y- Koor- 
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dinatenantrieb 11 bzw. 12 verfugt Der Galvanometer- 
spiegel 10 lenkt sowohl das Licht auf seinem Weg zum 
Texttrager 6 hin als audi das reflektierte bzw. durch 
Fluoreszenz hervorgerufene, zuriickkehrende Licht 
vom Texttrager € ab, so daB eine zwangsweise Synchro- 
nisation beider Strahlen gegeben ist 

Das Bild wird gleichzeitig mit der Abtastung auf ei- 
nem Monitor aufgebaut. Ein der Bildaufbereitung die- 
nender Computer, ein PC, zeigt den Punkt, das Detek- 
tionsvolumen des Texttragers, als ein Pixel auf einem 

Bildschirm an. , , . wi i * 

Die optische Auflosung des konfokalen Mikroskops 1, 
und von daher die Starke eines Lichtschnittes, werden 
nicht nur von der WellenMnge des Laserlichts, sondern 
auch von dem Offnungswert des Objektivs 4 und dem 
Durchmesser der Nadellocher 3, 8 bestimmt 

Je nach Texttrager 6, auf dem geschrieben wurde, und 
je nach der gewunschten Information werden verschie- 
dene Laserquellen 2 mit einzelnen diskreten Welienlan- 
gen zwischen 360 nrn bis 667 nm ausgewahlt, urn ver- 
schiedene Strukturen sichtbar zu machen. Dabei regen 
meist hoherfrequente Lichtwellen gewisse Stoffe zur 
Fluoreszenz an, bei der die Emission niederfrequenterer 
Lichtwellen ausldst wird. 

Oberflachlich verschwundene Tintenspuren und de- 
ren Schriftstrukturen konnen durch Detection von in 
den Texttrager 6 eingedrungener Tinte mittels Laser- 
strahl aus der Tinte des Papyrus gelesen werden. Dies ist 
moglich, weil die Abtastung sequentiell in verschiede- 
nen Tiefen (z-Koordinate) sowohl horizontal als auch 
vertikal detektiert werden kann. Somit kann auch eine 
Querschnittsansicht in einer gewunschten Ebene durch 
den Texttrager 6 abgebildet werden, wenn entweder die 
x- oder die y-Koordinate zur Festlegung der Schnitt- 
ebene als Parameter beim Bildaufbau benutzt wird. 

Die zu analysierende Stelle des Texttragers 6 wird 
bestimmt; der Texttrager 6 wird, falls verglast, in der 
Originalverglasung im Bereich dieser stelle auf einem 
Objekttisch fur das Objektiv 4 zentriert, wobei zwischen 
Mikroskopsaule und Objetiv 4 ein Abstand von 24 cm 
zur Verfiigung steht Das interessierende Detail wird 
fokussiert, vom Laserstrahl rasternd abgetastet, und das 
Bild wird nach digitaler Verarbeitung im Computer, ei- 
nem PC, auf den Monitor ubertragen und wiedergege- 
ben. Die Biider aus verschiedenen Tiefenschichten, auch 
in 3-D-Darstellung, werden im Computer verrechnet, 
abgerufen und auf dem Monitorbildschirm aufgezeich- 
net und mit einem Begleit- und Erlauterungstext verse- 
hen (Papyrus- Nr., Textstelle, VergroBerung, Laserwel- 
lenlange) und im PC gespeichert 

Die Ergebnisse werden mit der Beschnftung ausge- 
druckt und/oder als Diafilm dokumentiert, wahlweise in 
Farbe oder in schwarzweiB. 

Je nach Umfang des untersuchten Feldes auf dem 
Texttrager 6 werden mehrere Details eines Buchstaben 
oder Zeichens nacheinander erfaBt und anschlieBend zu 
einem Gesamtbild zusammengefugt Das ist besonders 
dann ratsam, wenn mit einem hdher aufldsenden Objek- 
tiv (50 x oder mehr) gearbeitet wird, urn detaillierte 
Informationen zu erzielen. Die Reliefbilddarstellung (to- 
pographisches Bild), ein KLontrastbild und die 3-D-Dar- 
stellung werden jeweils unabhangig von der GroBe der 
zu detektierenden Struktur unter Benutzung verschie- 
dener Objektive in steigender Hohe auflosend yon 2-fa- 
cher PrimarvergroBerung bis zu 100-facher Primarver- 
groBerung eingesetzt Dariiber hinaus konnen Tiefen- 
profile und KontraststSrken durch im PC enthaltene 
Programme verarbeitet und zur Objektivierung struk- 



tureller Daten erfaBt werden. 

Eine zweifelsfreie Klarung umstrittener Buchstaben 
beispielsweise von I, T oder T, I oder N, N oder M usw. 
Es konnen Zeichen sowie davon abhangiger Worter, 
5 Satze und Konstruktionen von inhaltlich entscheidener 
Bedeutung durch die Nutzung integrierter Biider aus 
Tiefenschichten, auch in 3-D-Darstellung, und durch die 
quantitative Vermessung von Tiefenprofilen erstellt 
werden. 

io Daruber hinaus lafit sich klaren, ob Buchstaben, 
Schriftsformen und/oder Zeichen in Lucken vorhanden 
sind oder fehlen, z. B. zur Beantwortung der Frage des 
Zwischenraums von z. B. Noten- oder Zeilenlinien oder 
des Abstandes von Spalten bei der Rekonstruktion der 
15 Aufteilung und Formatierung einer beschadigten Text- 
seite. 

Die Zuordnung von Schreiberhandschriften verschie- 
dener Papyri aufgrund der Federfuhrung und des Tie- 
fenprofils der Feder. Damit eroffnet sich die Moglich- 
20 keit, verschiedene Fragmentteile zusammenzufuhren, 
die an verschiedenen Orten aufbewahrt werden. Es laBt 
sich die Identitat eines Schreibers anhand von Tiefen- 
profil- Graphen identischer Buchstaben erkennen. 
Bei der Klarung von Faischungen auf Texttragern 6, 
25 von nachtraglichen Eingriffen sowie uberschreiben ist 
vor allem die hohenselektive digitale Bildverarbeitung 
aus verschiedenen optischen Ebenen hilf reich. 

Die Verlagerung von Zelluiosefasern im Papyrus 
kann aufgrund der Sichtbarmachung eingedruckter 
30 Spuren bei der Benutzung von Federn und anderen 
Schreibinstrumenten, die mechanischen Druck auf den 
Texttrager 6 ausuben, ermittelt werden, Auf diese Weise 
laBt sich die Schreibrichtung feststellen; damit konnen 
auch alte Schriftzuge und ggf. spatere Oberschreibun- 
35 gen voneinander getrennt werden. 



Bezugszeichenliste 

I konfokales Laserabtastmikroskop 
40 2Lichtquelle 

3 erstes konfokales Nadelloch 

4 Objektiv 

5 Detektionsvolumen 

6 Texttragers 

45 7 Strahlauf spalter 

8 zweites konfokales Nadelloch/Detektornadelloch 
9Detektor/Sekundarelektronenvervielfacher 
10 Spiegel/Galvanometerspiegel 

II x-Koordinatenantrieb 
so 12y-Koordinatenantrieb 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Untersuchung von Textdokumen- 
55 ten durch Mikroskopieren zum Lesbarmachen un- 
ieserlich gewordener Zeichen auf einem Texttra- 
ger, insbesondere von handschriftlichen Zeichen 
auf alten Texttragern, wie Papyri und Pergamente, 
gekennzeichnet durch die Verf ahrensschritte 
60 — Mikroskopieren mit einem Laser-Abtast- 

verfahren, bei dem ein auf einen Abtastpunkt 
auf den Texttrager fokussierter Laserstrahl in 
Hinsicht auf x-, y- und z-Koordinaten in einem 
Raster geftihrt wird, urn vom jeweiligen Punkt 
65 des abgetasteten Texttragers reflektiertes und 

durch Fluoreszenz emittiertes licht zu detek- 
tieren, wodurch punktindividuelle zeitserielle 
Bildsignale erzeugt werden, und 
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— Zusammensetzen der punktindividuellen 
zeitseriellen BiJdsignale in mit der Abtastung 
synchronen Pixeln zu einem x-, y- flachigen, 
ai^die z-Koordinate (Tiefe) parametrierten 

2. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein konvo- 
kales Laserabtastmikroskop (1), dessen Laserstrahl 
auf seinem Lichtweg zum Texttrager (6) zur Ra- 
sterabtastung von einem Galvanometerspiegel (10) io 
mit x- und y-Koordinatenantrieb (11, 12) ablenkbar 
ist und ein erstes konfokaies Nadeiloch (3) passiert 
und auf seinem Ruckweg des vom Texttrager (6) 
reflektiertes und/oder durch Fiuoreszenz emittier- 
tes Licht ein zweites Nadeiloch (8) vor einem De- 15 
tektor (9) passiert, wobei durch geometrische Zu- 
ordnung der Stellen der jeweiligen Nadellocher (3, 
8) auf den Lichtwegen, d. h. deren optische Weglan- 
ge, die zur Bilddarstellung gelangende Fokussier- 
ebene auf oder in dem Texttrager (6) in Richtung 20 
der z-Koordinate einstellbar ist; 
ein Bildaufbereitungsgerat zur Verarbeitung aus 
dem Detektor empfangener Detektorsignale und 
durch eine vom Bildaufbereitungsgerat gesteuerte 
Anzeigevorrichtung. ** " 25 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das konfokale Laserabtastmikroskop 
(1) zur Erzeugung des Laserstrahls uber mehrere 
Laser (2) unerschiedlicher Erregerfrequenz verfugt, 
deren jeweilige diskrete WeUenlange zwischen 30 
360 nm und 667 nm iiegt, und von denen zum aktu- 
ellen Betrieb einer auswahlbar ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, deren kon- 
fokaies Laserabtastmikroskop Objektive verschie- 
dener Brennweiten bereitstellt, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, dafi die Brennweiten auf eine Primarver- 
groBerung zwischen 2- und 100-fach eingerichtet 
sind 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 2 bis 4, 
deren konfokaies Laserabtastmikroskop eine Mi- 40 
kroskopsaule und einen Objekttisch aufweist, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Abstand von der 
Mikroskopsaule zum Objektiv (4) 24 cm oder mehr 
betragt. 
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@ Verfahren zur Untersuchung von Textdokumenten durch Mikroskopieren und Vorrichtung zur Durchfuhrung 
des Verfahrens 

(§7) Die Erfindung bezieht sich einerseits auf ein Verfahren zur 
Untersuchung von Textdokumenten durch Mikroskopieren 
zum Losbarmachen unieserlich gewordener Zeichen auf 
einem Texttrager, insbesondere von handschriftlichen Zei- 
chen auf alten Texttragern, wie Papyri, Pergamente und 
Haute, und andererseits auf eine Vorrichtung zur Durchfuh- 
rung des Verfahrens. Das Verfahren ist gekennzeichnet 
durch die Verfahrensschritte 

- Mikroskopieren mit einem Laser-Abtastverfahren, bei dem 
ein auf einen Abtastpunkt auf den Texttrager fokussierter 
Laserstrahl in Hinsicht auf x-, y- und z-Koordinaten in einem 
Raster gefuhrt wird, um vorn jeweiiigen Punkt des abgeta- 
steten Texttragers reflektiertes und durch Fluoreszenz emit- 
tiertes Licht zu detektieren, wodurch punktindividueJIe zeit- 
serielle BiJdsignale erzeugt werden, und 

- Zusammensetzen dor punktindividuellen zeitseriellen BiJd- 
signale in mit der Abtastung synchronen Pixetn zu einem x-, 
y-flachigen, auf die z-Koordinate (Tiefe) parametrierten Bild. 
Die Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens gekenn- 
zeichnet sich durch ein konvokales Laserabtastmikroskop, 
dessen Laserstrahl auf seinem Uchtweg zum Texttrager zur 
Rasterabtastung von einem Galvanometerspiegel mit x- und 
y-Koordinatenantrieb ablenkbar ist und ein erstes konfokales 
NadeJIoch passiert und auf seinem Ruckweg des vom 
Texttrager reflektiertes und/oder durch Pluoreszenz emittier- 
tes Licht ein zweites Nadelloch vor einem Detektor passiert, 
wobei durch geometrische Zuordnung der ... 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einerseits ein Verfahren zur 
Untersuchung von Textdokumenten durch Mikrosko- 
pieren zum Lesbarmachen unleserlich gewordener Zei- 5 
chen auf einem Texttrager, insbesondere von hand- 
schriftlichen Zeichen auf alten Texttragern, wie Papyri 
und Pergamente, und andrerseits eine Vorrichtung zur 
Durchf uhrung des Verfahrens. 

Die Untersuchung von antiken, mittelalterlichen 10 
Textdokumenten (Papyri, Pergamente, Haute und ande- 
re) aber auch von modemen Textdokumenten wird im 
wischenschaf tlichen Alltag meist mit der Handlupe oder 
dem Steroskop vorgenommen. 

Andere herkommliche Mikroskopieverfahren, die Ta- 15 
gesiicht, Kunstlicht, Floureszenz, UV-licht, IR-Reflek- 
tografie oder multispektrale Abbiidung [MSI] verwen- 
den, stoBen bei der Klarung von mitunter entscheidenen 
Detailfragen an Grenzen. So wird die Reflektografie 
u. a. durch die bei Papyri ubliche Verglasung beeintrach- 20 
tigt, und die multispektrale Abbiidung erreicht als Wei- 
terentwicklung der herkommlichen IR-Technik zwar 
durch die Durchdringung von Verschmutzungen und 
Verdunkelungen auf der Oberflache; jedoch lassen die 
Abbildungen Unterschiede zwischen Schmutzpartikeln, 25 
Fasern, Tintenschichten und Spuren der Schreibfeder 
nicht erkennen. 

Demnach besteht die Aufgabe der vorliegenden Er- 
findung darin, ein Verfahren der eingangs genannten 
Art sowie eine Vorrichtung zur Durchf uhrung des Ver- 30 
fahrens anzugeben, wodurch sich Texttrager in unter- 
schiedlichen Fokussierebenen von der Oberflache an bis 
ins Innere des Texttragers hinein, d. h. mit unterschiedli- 
cher z-Koordinate, scharf ohne Beeintrachtigung von 
Streulicht, das von vor und hinter der Fokussierebene 35 
liegenden Stoffen als reflektiertes und/oder durch Fluo- 
reszenz emitiertes Ucht ausgeht, abbilden lassen. 

Nach dem Aspekt des Verfahrens wird die Aufgabe 
gelost durch die Verfahrensschritte 
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— Mikroskopieren mit einem Laser- Abtastverfah- 
ren, bei dem ein auf einen Abtastpunkt auf den 
Texttrager fokussierter Laserstrahl in Hinsicht auf 
x-, y- und z-Kcordinaten in einem Raster gefuhrt 
wird, urn vom jeweiligen Punkt des abgetasteten 45 
Texttragers reflektiertes und durch Fluoreszenz 
emittiertes Licht zu detektieren, wodurch punktin- 
dividuelle zeitserielle Bildsignale erzeugt werden, 
und 

— Zusammensetzen der punktindividuellen zeitse- 50 
riellen Bildsignale in mit der Abtastung synchronen 
Pixeln zu einem x-y-flachigen, auf die z-Koordinate 
(Tiefe) parametrierten Bild. 

Nach dem Aspekt der Vorrichtung zur Durchf uhrung 55 
des Verfahrens wird die Aufgabe erfindungsgemaB 
durch ein konvokales Laserabtastmikroskop gelost, des- 
sen Laserstrahl auf seinem Lichtweg zum Texttrager 
zur Rasterabtastung von einem Galvanometerspiegel 
mit x- und y- Koordinatenantrieb abgelenkt wird und «> 
ein erstes Nadelloch passiert, und auf einem Ruckweg 
als vom Texttrager reflektiertes oder durch Fluoreszenz 
emitiertes Licht ein zweites Nadelloch vor einem De- 
tektor passiert, wobei durch geometrische Zuordnung 
der Stellen der jeweiligen Nadelldcher auf den Lichtwe- 65 
gen, d. h. deren optische Weglange, die zur Bilddarstel- 
lung gelangende Fokussierebene auf oder in den Text- 
trager in Richtung der z-Koordinate einstellbar ist; ein 



Bildaufbereitungsgerat zur Verarbeitung aus dem De- 
tektor empfangener Detektorsignale und durch eine 
vom Bildaufbereitungsgerat gesteuerte Anzeigevor- 
richtung. 

Die entscheidenen Vorteile der Erfindung liegen in 
der Nutzung einer auf einen Punkt fokussierenden Be- 
leuchtung in Verbindung mit der Detektion eines klei- 
nen durch den Durchmesser des Nadellochs begrenzten 
Detektionsvolumens im Texttrager, wodurch ein Verwi- 
schen von Kontrast und AuflOsung durch Strukturen 
auBerhalb der Fokussierebene verhindert wird. Somit 
kann der Inhalt eines Texttragervolumens durch das 
Fokussieren des von den Texttragerpunkten reflektier- 
ten Lichts und/oder des emittierten Fioureszenzlichts 
im Rasterverfahren analysiert werden. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den 
restlichen Anspriichen zu entnehmen. 

Nachstehend wird die Erfindung detailliert anhand 
der beiliegenden Zeichnung beschrieben. 

In der Zeichnung bedeuten: 

Fig. 1 den prinzipiellen Aufbau eines konfokalen La- 
serabtastmikroskops, das fur die Erfindung benutzt 
wird, und 

Fig. 2 Einzelheiten des Laserabtastmikroskops ge- 
maB Fig. 1 zur Veranschaulichung der Abtastung. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren dient der Untersu- 
chung von Textdokumenten, zu denen insbesondere an- 
tike Zeichen auf alten Texttragern wie Papyri, Perga- 
mente, Haute und andere zahlen. Bei dem hierbei ver- 
wendeten Mikroskopierverfahren wird ein insgesamt 
mit 1 bezeichnetes konfokales Laserabtastmikroskop 
eingesetzt Eine Lichtquelle 2 zur Erzeugung eines La- 
serstrahls verfQgt iiber mehrere Laser unerschiediicher 
Erregerfrequenz, deren jeweilige diskrete Wellenlange 
zwischen 360 nm und 667 nm liegt, und von denen zum 
aktueUen Betrieb einer auswahlbar ist Das Licht des 
Lasers passiert ein erstes konfokales Nadelloch 3, um 
durch ein Objektiv 4 annahernd punktformig auf die 
Gegenstandsebene konzentriert zu werden, genauer ge- 
sagt, auf ein Detektionsvolumen 5 des Texttragers 6. 
Das von dem Texttrager 36 reflektierte licht und/oder 
emittiertes Fluoreszenzlicht durchlauf t das Objektiv 4 in 
jetzt entgegengesetzter Richtung zum Laserabtasts- 
trahl und wird von einem Strahlaufspalter 7 aus dem 
Laserabtaststrahl seitlich heraus durch ein zweites De- 
tektornadelloch 8 auf einen Sekundarelektronenverviel- 
f acher 9 als Detektor gefuhrt 

Die Nadelldcher 3 und 8, die der lichtquelle 2 bzw. 
dem Detektor 9 zugeordnet sind, befinden sich jeweils 
an einer bestimmten Stelle der optischen Wege, Diese 
Anordnung muB in Bezug auf die Fokussierebene eine 
geometrische Zuordnung haben, und diese fuhrt zu ver- 
schiedenen Konvergenzpunkten des Lichtstrahls: Von 
der Fokussierebene kommendes Licht konvergiert per 
Definition im Nadelloch, wohingegen licht von Ebenen 
auBerhalb der Fokussierebene entweder davor oder da- 
hinter konvergiert und somit abgeblockt, d. h. von der 
Bildebene ferngehalten wird. Diese Anordnung der geo- 
metrisch zugeordneten Nadellocher 3, 8 stellt sicher, 
daB lediglich die Bildinf ormation aus der Fokussierebe- 
ne den Detektor 9 erreicht 

Anhand Fig, 2 wird nachstehend die Abtastung des 
Texttragers 6 beschrieben, wobei gleiche Gegenstande 
mit gleichen Bezugszeichen versehen sind. 

Zum Aufbau eines vollstandigen Bildes wird der 
Lichtpunkt uber den zu untersuchenden Teil des Text- 
tragers 6 Zeile um Zeile mittels eines Galvanometer- 
spiegels 10 bewegt, der uber einen x- und einen y- Koor- 
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* k 1 1 hyw 12 verfugt Der Galvanometer- tu « Uer ^If^fiife KJafSng umstrittener Buchstaben 
dinatenantneb tl bzw. 12 verw- w Eme zwe felsfreie » N N der M ^ 

SSfc^d253S!K3.8lJi« Se & Zu ordnungvonSchreiberhandschriftenve rS chie- 

Te Sexttrager 6, auf dem geschrieben wurde und Die Zuomn g ; Federfiihrung und des Tie- 

ie iSder geioLnVen Information werden verschie- ^""^eder. Damit eroffnet sich die MogUch- 

denf^qlenen2mitemzelnen<liskreten^ ke^verlchiedene Fragmentteile ^sammeazufuh en 

gen zwischen 360 nm bis 667 run ausgewahh um ver 20 *e,t, verscMedenen 0rt en auftewahrt ^^rden-Es aB 

schiedene Strukturen sichtbar zu machen. Dabei regen ^ Schreibers anhand von Tiefen 

metet hdherfrequente Lichtwellen gewisse Stoffe zur scna identis cher Buchstaben erkennen. 

5uS««nf aTbei der die Emission niederfrequenterer profd Gra^ ^ 

SaX^ Papyri gelesen werdeaD.es ist Die Veriagjun^ sichtbarmachung eingedruckter 

2S£^6-W^*«5^-^£ Lth SJe Schnftzuge und ggt spatere Cfcerschre.bun- 
ebe^als^^^ - d 35 ^voneinandergetrenntwerde, 

^SSerende "-^JtSjaVS Bezugszeichenliste 

oSSSJSmS^ ^rrt^efztSen 1 konfokales Laserabtastmikroskop 

ObjekUischfurdasOb;ekt,v4zenm 2LichtqueUe n fc 

Mikroskopsaule und Objeuv 4 ^A.^j^fiSS 3 erstes konfokales Nadelloch 

zur Verfiigung steht. Das «*ESS£iXXddS 4 ° b j ektiv 

E^l^a^ " ufwete^^^ 

fn 3-D-Darstellung, werden to Computer verrechn*. » Detektor/ sekundaretektronenvervielfacher 
abgerufen und auf dem Mo-jAJJJj^*^ 10 SpiegeVGalvanometerspiegel 
nef und mit einem Begleit- > und a**"*™*^ JJJd- « x -Koordinatenantneb 
hen (Papyrus- Nr, TextsteUe, VergroBerung, Laserwei ^ ^ y , Koordmatenantrie b 

,eri D ^rX^e P wIr1er m rder Beschrutung ausge- Pa tentans P rUche 
druckt uSoder als Diaf.lm dokumentiert, wahlweise m 

Farbe^ermschwarzweiB. ■ . t V erfahren zur Untersuchung vonTextdokumen- 

fe ntch Umfang des untersuchten Feldes auf dem JJJJ* Mikroskopieren zum Lesbarmachen un- 

t&SSr 6 werden mehrere Details eines Buchstaben 55 Jf^h g ewordener Zeichen auf einem Texttra- 

IS ZefchenTnacheinander erfaBt und anschheBend zu tobeSere von handschriftlichen Zeichen 

einen f GeSS zusammengefflgt Das 1st boo*" | u 'Xen Texttragern. wie Papyri und Perg^ente, 

SlnnraS wenn mit einem h6her aufldsenden Objek- tekennzeichnet lurch die Verf ahrensschntte 

f ™?Xm5 gearbeitet wird, um detam.erte gekC Sskopieren mit einem Laser-Abtast- 

wifltionen^^ 60 ^rfahXn bei dem ein auf einen Abtastpunkt 

SrScXs BUd) ein Kontrastbild und die ^3-D-Dar- ver fahr » {okussie rter Laserstrahl in 

Kn? 5ta Tjeieils unabhangig von der GroBe der ^chtVuf x, y- und z-Koordinaten m emem 

S f deKerenden Struktur unter Benutzung versctue- wird> um vom , e weiligen Punkt 

H^er Obiektive in steigender Hohe auflosend yon 2-f a- £as 8 en Te xttragers reflektiertes und 

dEl : ^Kergrdlerung bis zu 100-facher Pnmarver- « J^ch ^ uore szenz emiuiertes Licht zu detek 

JoBerTg eingesetzt Daruber hmaus konnen TWen- w£>durch punkti ndividueUe zertsenelle 

^^S^SSS Bildsignaieerzeugtwerden.und 
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— Zusammensetzen der punktindividuellen 

synchronen ftxeln zu einem x-, y- nachige? 
atrfdie z-Koordinate (Tiefe) parametrieS 

2. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens 5 
nach Anspruch l.gekennzeichnet durch ef 

auf seinem Lichtweg zum Texttrager (6) zur Ra- 

nut x- und y-Koordinatenantrieb (1 1, 12) ablenkbar 

m und em erstes konfokales Nadelioch (3) paSrt 

und auf semem RCckweg des vom Texttrager (6) 
tTs Sr 65 UndAKler dUrch ^eszenz enK*- 

ekto ^ ™^! teS Nadelioch (8) vor einem De- 15 
teKtor (9) passiert, wobei durch geometrische Zu- 
ordnung der Stellen der jeweiligen NadeEer ft 
8 auf den Lichtwegen, d. h. derel opusch TwS 
ebenAT Badda ^ eU ™S gdangende FokS- 
derT^ m dem Te "^ger (6) in Richfmg « 
derz-Koordmateeinstellbarist- 8 20 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- * 

Kser^W^L, 6 ! ^"trahls flber mehrere 
Sen t ^dbcher Erregerfrequenz verfugt 
deren jeweihge diskrete WeUenlange zwischln ^ 

eiien Betneb euier auswahlbar ist 

folX < | m ? htUng u naCh ^ 2 Oder 3, deren kon- 
fokales Laserabtastmikroskop Obiektive versch£ 
dener Brennweiten bereitstellt, dadurch lekenT 
zeichnet, daB die Brennweiten LfSSpriSSS: * 
goBerung Ziehen 2- und 100-fach eingTSet 

5. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 2 bis 4 
deren konfokales Laserabtastmikroskop ein HmJ ^ 
kroskopsaule und einen Objekttisch aufweTst da- * 
durch gekennzeichnet daB der Abstand von der 
M kroskopsaule zum Objektiv (4) 24 cm odTmenr 
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ABSTRACT 

of a surface or the Stance ^ n ^ havirig a beam 
invention involves convey a hght £ the focus of 
axis and a focus onto the ^surface, s ^ ^ us 
the light beam across the surface along reflected 
a scanning means; ?^i^Sletenmning a maxi- 

from the surface JgS, the maximum of the 

m um of me light intensity as«gmng^ ^ 

light intensity a posiuon of *escanni^ ^ rf ^ 
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THROUGH-THE-LENS CONFOCAL HEIGHT 
MEASUREMENT 

BACKGROUND OF THE INVENTION 
1. Field of the Invention 

The present invention relates to a through-the-lens system 
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for measuring the height of a sample when neither the lens 
nor the sample is moved. More particularly, the invention 
relates to a through-the-lens system for measuring two or 
more heights within the sample simultaneously; for 
example, when a transparent surface is disposed above 
another surface, the height differential between the two 
surfaces can be measured. 

2. Description of the Related Art 
Prior-art optical sensors have used a number of various 
techniques including parallax, time elapse, triangulation, 
trilatcration, autofocusing, stadimctry, and interferometry. 

U.S. Pat. No. 4,204,772, issued to N. Balasubramanian, 
discloses an optical measuring system which measures 
height differences on a surface. A beam of light is focused 
by a lens onto a surface. The beam is not perpendicular, but 
is at an angle to the surface. If the surface moves in a normal 
direction, the point illuminated by the beam is displaced 
laterally due to the inclination of the beam. The displace- 
ment is detected by a sensor and measured by physically 
shifting the lens and correlating this movement to that of the 
surface. 

Nakagawa el al., in U.S. Pat. No. 5,151,609, disclose an 
apparatus for detecting solid shapes. They; use computer 
technology, operating on a series of images, to generate the 
shape. The object to be modelled is mounted on a z-axis 
table which slowly raises the object while it is imaged with 
a TV camera. The surface of the object must be sufficiently 
rough (e.g., a sintered surface) to show grain in the image at 
the 7-clcvation where the camera lens is focused. The 
remainder of the surface will be out of focus, and will not 
show grain in the image. The images are sent through a 
contrast extraction circuit and other electronic processes to w 
generate an outline for each z-level. A three-dimensional 
model is constructed from the outlines. 

German Patent Publication No. 2,741 ,807, published Mar. 
29, 1979, shows a device in which a collimatcd beam of light 
passes through a beam splitter and is focused through a lens 
onto a surface, the position of which is to be measured. The 
reflected light from the beam passes back through the lens 
and is diverted by the beam splitter to a second lens which 
focuses onto a pinhole to a photo-receiver. The lens is 
oscillated back and forth. The lens oscillator and the photo- 
receiver arc both connected to a memory and recording 
device. The device is limited in speed of operation by the 
motion of the lens. 

German Patent Publication No. 3,528,684, published Mar. 
6, 1986, depicts a variable-focus system for measuring 
surface heights. This system has a moving lens driven back 
and forth along the optical axis. 

German Patent Publication No. 3,817,337, published Dec. 
1, 1988, shows an optical surface profiler that includes a 
driver for moving the sample or measured object along the 
optical axis, along with a variable deflection device and a 
detector. 

International publication number WO 88/07657, pur> 
lished Oct. 6, 1988, shows a distance measuring device 
using a special lens which focuses a beam into a linear focus, 
rather than the usual point focus. The reflected beam is 



diverted by a beam splitter and analyzed by a detector that 
measures spatial distribution of the reflected light. 

Japanese Patent Publication No. 63-229,314, published 
Sep. 26, 1988, teaches the use of double photo-detectors to 
measure the inclination of a surface. The invention has a 
V6-wave plate and beam splitters. 

Carl Zanoni, in U.S. Pat. No. 3,768,910, discloses a 
system using focus modulation to detect the position and 
motion of a test surface. A beam of light is sent through a 
first lens onto a mirror which is mounted on a motion 
translator (transducer). The mirror oscillates sinusoidally 
back and forth around the focus point of the first lens. A 
beam reflected by the mirror is diverted by a beam splitter 
toward a second lens which focuses the beam onto the test 
surface. Light reflected from the test surface returns through 
the second lens and is diverted by a second beam splitter to 
a third lens which focuses the reflected light through an 
aperture onto a photodetector. The photodetector produces 
amplitude and phase signals that change with the position of 
the surface. Based on this information, a rectifier drives the 
mirror such that the focal plane of the beam is moved toward 
the sample surface. Thus, Zanoni uses a feedback loop to 
maintain the focal plane at the sample surface. The device 
disclosed in the Zanoni reference cannot effectively measure 
the distance between two surfaces disposed axially along the 
same optical axis (such as the partially-reflective surface of 
a transparent layer disposed above an underlying metallic 
layer) because the feedback loop would cause the focus to be 
driven toward only one of the surfaces. 
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SUMMARY OF THE INVENTION 

The present invention provides an apparatus and a method 
for measuring a change in the height of a surface by 
\ converging a light beam having a beam axis and a focus onto 
v the surface; scanning the focus of the light beam across the 
surface along the beam axis using a scanner; measuring the 
intensity of light reflected from the surface during the 
scanning; determining a maximum of the light intensity; 
assigning to the maximum of the light intensity a position of 
the scanner, repeating these steps to monitor a change in the 
position of the scanner assigned to the maximum of the light 
intensity; and correlating such change in the position of the 
scanner to a change in the height of the surface. 

This invention further provides an apparatus and a method 
for obtaining information regarding at least two surfaces of 
a sample by converging a light beam having a beam axis and 
a focus onto the sample; scanning the focus of the light beam 
across the surface along the beam axis using a mirror 
mounted on a translational motion scanner; measuring the 
intensity of light reflected from the sample; determining 
maxima of the light intensity; assigning to the maxima of the 
light intensity respective positions of the scanner; and 
obtaining the information regarding the surfaces from the 
respective positions of the scanner. The information regard- 
ing the surfaces may include height changes of the surfaces 
or the distance between the surfaces. 

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING 

FIG. 1 is a perspective view of an optical system illus- 
trative of the principles involved in the present invention; 

FIG. 2 is a schematic view of an exemplary embodiment 
of the present invention; 

FIG. 3 is a graph of diode-measured optical power versus 
mirror position in accordance with an exemplary embodi- 
ment of the present invention; 
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FIG. 4 is schematic view of a two-lens system illustrative 
of the principles involved in the present invention; 

FIG. 5 is schematic view of an optical system illustrative 
of the principles involved in the present invention; 

FIG. 6 is a graph of diode-measured optical power versus 
mirror position in accordance with an exemplary embodi- 
ment of the present invention; and 

HG. 7 is a graph comparing results obtained in accor- 
dance with this invention versus those measured bv a 
standard method that does not include the advantages of the 
present invention. & 

DETAILED DESCRIPTION OF THE 
INVENTION 
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As used herein, "lens" refers to a focusing device and 
includes transparent lenses, lens systems, converging mir- 
rors, and combinations of mirrors or lenses and mirrors. 

The present invention relates to an apparatus and a 
method for optically measuring surface features to high 
precision. It allows through-the-lens height measurement of 
a sample surface without the need for motion of either the 
lens or the sample. The invention is especially adapted to 
measure the depth (thickness) of a transparent or translucent 

Before turning to a description of an exemplary embodi- 
ment of the invention, a general concept of the invention will 
be presented. FIG. 1 shows an optical system that illustrates 
tins general concept. A lens 10 converges a parallel-ray 30 
beam of light 11 onto a surface 12. The lens 10 is carried in 
a rack-and-pmion carrier focus device 13 for focusing the 
beam into a small bright spot 19 on surface 12. A telescope 
14 forms an image 15 of spot 19 on a card 16 with a pinhole 
aperture 17. Behind the aperture is a photodiode 18 that 35 
creates an electric signal proportional to the amount of light 
coming through the aperture 17. 

The size of the illuminated spot 19 on surface 12 does not 
affect the amount of light entering the objective lens of 
elescope 14, but it does control the amount of light passing 
through aperture 17. The telescopic image on card 16, of a 
large spot 19 on surface 12, is itself large. If the card image 
is large, the light is spread widely and little goes through the 
aperture 17. e 

Photodiode 18 will thus respond to movements of surface 45 
12. Assuming that carrier 13 has been adjusted to minimize 
the diameter of spot 19, motion of surface 12 in the direction 
of the arrow "A" will cause fluctuations in the size of spot 
19 as surface 12 moves along the beam line. This in turn will 
cause changes in the signal of photodiode 18. Thus the 50 
arrangement of FIG. 1 allows measurement of surface height 
along the beam axis. 

Similarly, if carrier 13 is scanned through the focus of 
spot 19, so that spot 19 decreases to a minimum and then 
increases again, the response of photodiode 18 will simul- 
taneously increase to a maximum peak value and then 
decrease again. 

Moreover, if a transparent layer (not shown) is added to 
surface 12, part of the light of the beam 11 will be reflected 
from the transparent layer and part from the non-transparent 
surface 12. If telescope 14 is aligned to see the reflection 
then there will be two different card images and scanning 
will result m two peak values from photodiode 18 (as shown 
in FIG. 6). 

An exemplary embodiment of the present invention is 
depicted schematically in FIG. 2. Supporting structures such 



as a housing, position adjustments, and the like are not 
shown in FIG. 2 and may be of conventional design. 

The exemplary embodiment of FIG. 2 includes /beam 
« 0 .^ ^ whi^ may be ^2Kft 
cemented pnsms, or the like. A quarter- wave plate 22 is used 
in this embodiment to change the polarization state of light 
passing through it, e.g., from plane-polarized light to circu- 
larly polarized light Unses 23 and 24 are converging lenses 
focusing onto surface 12 and mirror 25, respe^ely I^s 
26 focuses through a pinhole 27 onto a photodiode 28. 

Mirror 25 is mounted on a piezoelectric crystal 29 
Because electricity may be used to make a pieioe^tric 
crystal change its dimensions, such a crystal may S a 
a voltage ; to-motion transducer. Crystal 29 allows for motion 
of the mirror toward and away from lens 24 in response to 
voltages placed across crystal 29 by the voltage source 30. 

Focused light is used in the present invention in conjunc- 
tion with the equipment described above to measure surface 
heights. A polarized optical beam 31, such as a low-power 
laser beam or a non-coherent but collimated light beam, 
passes through the beam splitter 21. The beam is plane- 
polanzed, with the plane of polarization into or out of the 
paper as seen in FIG. 2. 

Polarized beam 31 passes through the beam splitter 21 
losing some power to split-off beam 32, which has no 
function in the present invention. Polarized beam 31 con- 
tinues onward to second beam splitter 20. Beam splitter 20 
is preferably of the polarizing type so as to direct most of the 
polarized beam power sideways into beam 33. 

Beam 33 passes through V*-wave plate 22. The axis of 
4-wave plate 22 is oriented at 45° to the polarization 
direction, and so has the effect of changing beam 33 into a 
state of circular polarization. The beam then passes through 
converging lens 24, which converges beam 33 onto the 
surface of plane mirror 25. The polarization state has no 
effect on the convergence of beam 33 in lens 24. 

Upon reflection from mirror 25, beam 33 is denoted as 
reflected beam 34. Reflected beam 34 expands toward lens 
24, which colhmates it, and passes it through Vi-wave plate 



55 



60 



65 



In this reverse passage, the effect of the *4-wave plate 22 
is to <*ange circular polarization back into plane polariza- 
tion. The polarization direction is now rotated by 90° 
however, and the polarization vector lies in the plane of the 
paper rather than into/out of the paper. Because of this 
polarization, when reflected beam 34 enters beam splitter 20 
most of the reflected beam 34 passes through rather than 
being reflected aside. 

Reflected beam 34 passes through lens 23, which may be 
identical to lens 24 if desired, and is focused onto the surface 
12. Surface 12 is at least partially reflective. Reflected beam 
.34 is reflected as twice-reflected beam 35 at surface 12 and 
returns through lens 23 to beam splitter 20 where still 
polarized in the plane of the paper, it passes through and 
repeats its former journey through V*-wave plate 22 and lens 
24 to mirror 25. Now denoted beam 36, it is then reflected 
back through lens 24, '4-wave plate 22, and back to beam 
splitter 20. 

Beam 36, as a result of the reflection and the two passes 
through V4-wave plate 22, is plane-polarized in a direction 
into/out of the paper, like polarized beam 31. Thus, when it 
returns to beam splitter 20, beam 36 is largely diverted, now 
as beam 37, upward toward beam splitter 21. 

A portion of beam 37 is reflected off to the left as beam 
38, to a detector. The remainder of beam 37 passes through 
beam splitter 21 and is wasted. 
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The detector consists of a spatial filter (lens 26 and 
pinhole 27) and photodiode 28. Photodiode 28 turns light 
into an electrical signal. Lens 26 and pinhole 27 are aligned 
so that the focus of beam 38 falls directly into pinhole 27 
when beam 38 is perfectly coliimated. The electrical signal 5 
generated by the photodiode 28 is a measure of the intensity 
of beam 38. 

The spatial filter may alternatively be any device that can 
measure maximum light intensity; for example, an area array 
of photodetcctors and an associated circuit for finding the jo 
greatest signal output by the detectors. 

In the operation of the embodiment shown in FIG. 2, the 
position of mirror 25 is repeatedly scanned back and forth by 
varying the voltage across the crystal 29. This causes the 
focus of twice-reflected beam 35 to scan through a region of 15 
interest across surface 12. This region of interest may be 
many tens of microns on either side of surface 12. 

Photodiode 28 senses light reflected from surface 12 as 
the beam is scanned. The resulting output of photodiode 28 
may be plotted on an oscilloscope screen or similar device. 20 
This output has a shape such as that of FIG. 3 and shows a 
maximum of light intensity reflected from surface 12. This 
maximum occurs because beam 38 entering photodiode 28 
is coliimated, which in turn results from surface 12 being 
located at the focus of reflected beam 34. 25 

As described below, a particular position of mirror 25 may 
be assigned to ihe maximum of the light intensity and 
correlated to the location of surface 12. As subsequent scans 
of mirror 25 are made, the peak maximum of light intensity 
reflected from surface 12 will shift if the location of surface 30 
12 changes (for example, if surface 12 is simultaneously 
being ablated). The position of mirror 25 assigned to the 
peak will thus change, and the magnitude of the change in 
the position of mirror 25 may be used to measure the change 
in the height of surface 12. 35 

In FIG. 3, the vertical axis is the photodiode output and 
the horizontal axis is a function of the mirror position. FIG. 
3 is based on an oscilloscope trace generated by the present 
invention with a polished metal surface 12. The peak of the 4Q 
curve corresponds to the maximum light flux through the 
pinhole 27. The location of the curve peak along the 
horizontal axis of FIG. 3 indicates the location of surface 12. 
In any one scan of the mirror 25 position, there is a 
one-to-one correspondence between heights of reflective 45 
surfaces 12 and peak maxima along the horizontal axis. The 
surface profile in this example is for a scan of approximate 1 ^ 
50 urn. 

Surface profiles are repeatedly generated by scanning 
mirror 25 through the region of interest and monitoring the 50 
location of the peak output from photodiode 28. For 
example, voltage source 30 might , generate a series of 
voltage ramps which cause the piezoelectric crystal 29 to 
gradually move toward the lens 24 from a zero- voltage \ 
position, quickly return, and then move toward the lens 55 
again. During each ramp the output from the photodiode 28 
may be viewed on the y-axis of an oscilloscope, whose 
x-axis (sweep) is driven by voltage source 30. If surface 12 
is slowly moved toward or away from lens 23 as the 
mirror-dri.vc voltage is repeatedly ramped, the peaks of the go 
oscilloscope traces will ,bc seen to move left and right. 
Because the location of the peak on the oscilloscope screen 
indicates the location of surface 12, changes in the location 
of the peak indicate changes in the surface height. 

The exact shape or height of the outline of the trace shown 65 
in FIG. 3 is not important in the exemplary embodiment of 
the present invention; only the horizontal location of the 
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peak maximum is important. The curve peak can be mea- 
sured by means other than visual inspection of an oscillo- 
scope trace, such as automatic measurements performed by 
electronic devices or a computer designed or programmed 
for this task. 

As a result of optical relationships in the system, which 
are discussed below, the location of the focus point of lens 
23 will be a linear function of the displacement of mirror 25 
for small displacements. Likewise, the location of the focus 
point of lens 26 will be a linear function of the displacement 
of mirror 25. (The displacements will not in general be equal 
unless the two lenses 26 and 24 have equal focal lengths). 
Therefore, the relationship between the curve peak location 
and the mirror 25 posiuon is a linear one. This is true in spite 
of the non-linear relationship between the mirror 25 position 
and the amount of light passing through pinhole 27. 

The essentially linear relationship between the peak maxi- 
mum and the mirror scan is a basis for the accuracy of the 
present invention. The relationship between the mirror 25 
position and the source 30 voltage may not be perfectly 
linear, however, because piezoelectric crystals such as crys : 
tal 29 may exhibit non-linear response or hysteresis. If 
necessary for accuracy, a calibrated scale of surface height 
versus mirror position can be prepared. Alternatively, a 
linear-response position sensor can be placed on mirror 25 
to directly measure the position, and the curve peak can be 
compared with the sensor output. Other corrections for 
non-linearity of the mirror transducer will be known to those 
knowledgeable in the art. 

If any non -linear inaccuracies existing in the mirror 
scanning are corrected, the curve peak position in FIG. 3 will 
be proportional to the height of surface^ 12, and measure- 
ments of the surface height may validly be based upon 
changes in the peak position. The accuracy of the present 
invention depends on numerous factors, but those affecting 
the sharpness of the peak and location of the peak maximum 
are most important. These will include the size of pinhole 
27, diffraction limiting of the/sharpness of focus, and the 
wavelength and intensity of the light beams. One method of 
calibrating the invention to move surface 12 a known 
distance with a micrometer and observe the resulting motion 
of the peak of the phoiodiode output curve. 

It will be observed that, although sinusoidal motion of 
mirror 25 is possible in the present invention, non-sinusoidal 
motion may be used to avoid hysteresis and produce more 
linearity. Motions such as ramp, for example, may be used. 
WfcCT. the .invention is used in conjunction with powerful 
laser pulses acting through lens 23 to ablate the surface 12, 
for example, it may be preferable that mirror 25 be scanned 
only between pulses. In this case, an intermittent ramp signal 
to piezoelectric crystal 29 could be used. 

The function of the invention depicted in FIG. 2 is related 
to the focusing action of two converging lenses on a com- 
mon optical axis. To better explain this action, two such 
lenses are shown schematically in FIG. 4. A point object 40 
is located at the left side of the figure. Object 40 might be 
an illuminated pinhole or a point image formed by a lens (for 
example, the image of a star or a laser beam). Rays diverge 
from object 40 toward a lens 41, located a distance x 0 away 
from object 40. If the distance x c is equal to the focal length 
f of lens 41, then the beam leaving lens 41 is coliimated, with 
parallel rays. If t^te distance x 0 is not exactly equal to f, then 
an image is formed by lens 41. If x^>f, the image is real and 
located to the right of lens 41; if x 0 <f, the image is virtual 
and located to the left. 

The distance from lens 41 to the image is given by the thin 
lens formula, 
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where f is the lens focal length, x 0 is the object distance, and 
x, is the image distance. It will be seen that if the difference 
between f and x 0 is small, then x, must be large and the 
image will be located a great distance away from lens 41. 5 
(This is true no matter what sign convention is used.) 

The image of lens 41 is the object for lens 42, which also 
has focal length f. The object distance y a is equal to the 
inter-lens distance d, plus or minus x,. If x, is great, the 
inter-lens distance d becomes negligible, and 1/y . is approxi- 10 
mately given by 



or, 



15 



The optical arrangement of FIG. 4 may alternatively be 
considered as follows: if lens 42 has the same focal length 
f as lens 41, and if the distance between lenses 41 and 42 is 20 
small compared to their focal lengths, then the two lenses 
will act much like a single lens of focal length f/2, with the 
object distance x 0 equal to the image distance y,.. In this 
situation it is apparent from symmetry considerations that 
the object aiKl image displacements are equal. 25 

The distances y f . and \ a are equal in magnitude when the 
lens focal lengths are equal. If the lenses 41 and 42 have 
different focal lengths, then \ a and y, will lie at different 
distances from the lenses, and changes in x a and y,- will be 
unequal but still proportional. In all cases the relationship is 30 
a linear one for smali\displacemcnts along the optical axis. 

Referring again to FIG. 2, it will be appreciated that the 
optical system of FIG. ^appears three times in FIG. 2: the 
first is where beam 33 con verges to a point serving as the 
object for lens 24 in forrning y collimated reflected beam 34 35 
that is in turn converged by lens 23 to an image point on 
surface 12; the second is where the image on surface 12 
serves as an object for lens 23 toNcollimate twice-reflected 
beam 35 which is converged by lens\?4 to a point; and where 
that point serves as the object of lens 24 in forming beam 36, 40 
which is converged by lens 26. "V 

Now considering FIG. 5, the optical path of the invention 
as depicted in FIG. 2 is shown unfolded and, without beam 
splitters, V*-wave plate, mirror, or surface. FIG. 5 does not 
represent an embodiment of the invention, r)ut rather is 45 
instructive of the principles involved in the^ invention. 
Lenses 24 and 23 are shown in multiple positions labe/fed as v 
24a-24o\ 23a-23fc, and may be considered as having been 
duplicated for the arrangement shown in FIG. 5, so that each 
passage of a beam through the lens "creates" one of the 50 
lenses in FIG. 5. The intersecting lines of the two beam 
convergences correspond to* the position of mirror 25. Sur- 
face 12 is represented by a translucent screen 45, which 
diffusely transmits rather than diffusely reflects light. The 
various beams 33-38 are indicated by brackets. 55 

In FIG. 5 collimated beam 33 is converged by lens 24a to 
a point, which is the object for lens 24b. The distance 
between lenses 24a and 24b is adjustable, corresponding to 
the piezoelectrically adjustable distance between lens 24 and 
mirror 25 of FIG. 2. The schematic linkage between the lens 60 
pair 24a, 24b and the lens pair 24c, 24d is indicative of the 7 
fact that the distance between lenses 24c and 2<>J in FIG. 5 
also corresponds to the distance between lens 24 and rnirror 
25 of FIG. 2; the linkage symbolizes that these distances are 
in FIG. 5 always equal. Likewise, the distances'between lens 65 
23a and screen 45 is equal to the distance from screen 45 to 
the lens 235, because in the arrangement of FIG. 2 these two 



distances are one and the same. The lenses to the left of 
screen 45 serve to focus; those to the right serve to create an 
image. 

In FIG. 5, reflected beam 34 is focused by lens 23a onto 
the translucent screen 45, corresponding to surface 12 of 
FIG. 2. If the rays of reflected beam 34 entering lens 23a are 
parallel but the distance between screen 45 and lens 23a is 
not equal to the focal length of lens 23a, then the image on 
screen 45 will be out of focus. This out-of-focus condition 
may be corrected by adjusting the distance between the 
lenses 24a and 24b, however, according to the principle 
discussed above in regard to FIG. 3. The focal length of lens 
24a is fixed, so the distance of the focal point from that lens 
does not vary; if lens 24b moves away from lens 24a, then 
its object distance (distance to the focal point converged by 
lens 24a) is increased. Thus, a motion of screen 45 to the 
right in FIG. 5 can be corrected by a decrease in the distance 
between lenses 24a and 24b; conversely, a motion of screen 
45 to the left in FIG. 5 can be corrected by an increase in the 
distance between lenses 24a and 24b. 

Light falling on the translucent screen 45 from the left will 
appear on the right-hand side as a light source, an object for 
lens 24c. Considering the arrangement of FIG. 5 to the right 
of screen 45, it will be seen that, because of the symmetrical 
placement of the lenses and because of the linked distance 
adjustments for lenses 24a-24a\ correction of the focusing 
on screen 45 will result in collimated parallel rays in beams 
36, 37, and 38. Such collimated rays will maximize the 
amount of light passing through pinhole 27. 

In summary, any deviation in FIG. 5 of screen 45 away 
from its position may be corrected by an adjustment of the 
inter-lens distances 24a-246, 24c-24a*. Any deviation in 
FIG. 2 of surface 12 away from its position may be corrected 
by an adjustment of the distance between lens 24 and mirror 
25, which adjustment may be made by placing the appro- 
priate voltage across the piezoelectric crystal 30. 

The arrangement of FIG. 2, which is an exemplary 
embodiment of the present invention, differs from that of 
FIG. 5 largely in that the beam is folded for compactness. 
The folding is done efficiently by polarization effects. The 
action of V4-wave plate 22 is to modify the reflection 
coefficients within beam splitters 21, 20. While making use 
of polarization, the invention does not depend upon this 
effect, nor does it depend upon physical optic effects such as 
interference. 

The embodiment of the invention depicted in FIG. 2 has 
'an optical power efficiency of about 10%. Polarized beam 31 
is supplied , in the exemplary embodiment from a 488-nm 
argon laser delivering 10 mW of light power. Because of 
losses in the light path, about 3 mW illuminated surface 12 
of the sample and the flux , through pinhole 27 was only about 
1 mW. \ 1 

As compared to the hypothetical adjustment mechanism 
of FIG. 5, the actual piezoelectric device of FIG. 2 needs to 
move only half as much, because a displacement of mirror 
25 by a certain amount increases the total light path from 
lens 24 and back again by twice that amount. 

Measurement of surface height is based online fact that 
changes in the height of surface 12 can cause changes in the 
output of photodiode 28. Because of the optical relationships 
discussed above, the amount of light passing through pin- * v 
hole 27 is a function of the relationship between the distance 
from lens 24 to mirror 25 and the distance from lens 23 to 
the surface 12. 

When these two distances are in proper relation, beam 36 
from lens 24 remains collimated and beam 38 remains 
optimally focused onto pinhole 27. If the two distances are 
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nol in proper relation (for example, if surface 12 moved 
while mirror 25 held stationary), then beam 38 will be 
dc- focused on pinhole 27. 

The relationship that exists between an uncompensated 
change in cither the mirror 25 to lens 24 distance or in the 5 
surface 12 to lens 23 distance, and the amount of light 
passing through pinhole 27, is not a linear relationship. The 
non-linearity is due to physical optics effects and to the 
geometry of a converging light cone intersecting a pinhole. 
Because the light power in all cross sections of a beam is 10 
constant, the light intensity in a conical beam from a lens 
decreases as the inverse square of the distance from the cone 
apex (the focal point). 

In addition, the electric signal output from photodiode 28 
may not be a linear function of the amount of light passing 15 
through pinhole 27. Because of these effects, when the 
optical geometry is varied the signal output from photodiode 
28 will peak when beam 38 is focused on pinhole 27 and will 
fall off when the focal point falls beyond or short of pinhole 
27. 20 

The present invention allows the simultaneous measure- 
ment of two or more heights at the same time. Unlike known 
devices, which measure heights at two surface positions 
laterally displaced, the present invention can measure, at a 
single surface position, two distinct surfaces disposed one 25 
above the other at different heights. An example is a metal 
or ceramic base surface covered with a transparent or 
translucent layer of material, such as photoresist. This is 
possible because the upper surface will partially reflect the 
incident light and the lower surface will reflect the trans- 30 
muted light, causing peaks of the photodiode output corre- 
sponding to both heights. Such a double peak is shown in 
HG. 6. which was generated by the invention from an 
exemplary silicon surface covered with a layer of polyimide 
photoresist. Distinct peaks corresponding to the polyimide 35 
surface and the underlying metal surface are visible. The 
difference between the peaks is the height of the surface 
layer. The entire scan covers approximately 50 um. 

The amplitude of the peaks depends on the reflectance of 
the surfaces and the extent of any absorption of the light 40 
reflected from the surfaces. The order of the peaks will 
depend upon the polarity of the voltage ramp driving the 
crystal 29. If the mirror moves to the left in FIG. 2 as time 
passes, and the oscilloscope traces conventionally from left 
to right, the peak on the left will be the lop layer of 45 
photoresist. 

when the invention is used to measure transparent layer 
thickness, the index of refraction of the material must be 
taken into account because the cone described by the con- 
verging rays from lens 23 will become more acute as the rays 50 
enter the material. An exemplary 9-micron-thick layer of 
polyimide (which was the sample used to generate FIG. 6) 
gave a raw measure of 10.4 microns thickness because of 
this effect. The thickness was measured independently by 
microscopic examination of the edge. The raw measurement 55 
correlated with the known index of refraction of the photo- 
resist material for this example. 

The horizontal location of the peaks can be determined by 
clip levels, if the peaks are comparable in height, as will be 
understood by those skilled in the art. If not, or if more 60 
precise location of the peak is desired, curve-fitting can be 
used. Measured values along the peak can be fitted to a 
theoretically plausible curve (for example, a Lorentzian or 
Gaussian) by conventional mathematical methods. This 
approach can be used with multiple, closely set peaks such 65 
as those shown in FIG. 6, and can easily be automated for 
computer solution by those skilled in the art. 
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An exemplary application of the present invention is in 
microelectronics technology, where the invention may be 
used to monitor the depth of ablation holes (or vias) burned 
through photoresist by a high-power excimer laser. The high 
repetition rate of the ablating laser pulses makes it imprac- 
tical to move any part of the system or the work between 
pulses. The present invention uses a mirror mounted on a 
piezoelectric crystal as the focus-changing element, to mini- 
mize the mass of moving parts and to obtain fast response. 

It will be seen that even small height differences can be 
measured with the present invention and that the accuracy is 
high. The width of the curves of FIG. 6 is on the order of five 
microns and the separation between the peaks can easily be 
located to a fraction of a micron. When the peaks are 
substantially separated, relative movement of the peaks can 
be determined with nanometer sensitivity, depending on 
laser power, focal conditions, and other optical consider- 
ations. 

Moreover, the accuracy of the height measurements of the 
present invention is high, as shown in FIG. 7. This figure is 
a plot of the depth of ablation holes in a surface as measured 
by the present invention (y-axis) against the known depth 
(x-axis). The independent measurement was made with a 
confocal viewing microscope and a micrometer table. The 
relationship approaches equality. 

The exemplary embodiment of the invention makes mea- 
surements between high-power ablation pulses repeated at, 
for example, 20 Hz, with less than 50 milliseconds for each 
measurement. The present invention measures very quickly 
because only one scan is needed to locate the surfaces. Prior 
art devices that rely on harmonic analysis (e.g., Zanoni) 
must maintain a sinusoidal vibration for a time that is 
sufficiently long to avoid frequency smearing caused by 
clipping the signal. Such devices focus on the surface and 
use feedback loops to maintain this focus on the surface, 
measuring changes in mirror positions to track the surface. 

By contrast, the present invention continuously scans the 
focus through the region of interest across the surface of the 
sample avoiding the necessity of a feedback loop and 
enabling measurement of two surfaces in the vertical plane 
(parallel to the axis of the beam directed onto the sample). 
Moreover, because Zanoni-type devices must oscillate sinu- 
soidally to initially detect the focus, they cannot find a 
surface by scanning; instead, they must combine oscillation 
with a scan that is slow enough to not distort the harmonics, 
which are used to locate the surface. (A sine wave motion 
will be seriously distorted by a superimposed translation, 
coming to resemble a staircase function when the translation 
speed equals the sinusoidal speed maximum; the distortion 
will produce multiple harmonics that will interfere with 
harmonic analysis.) 

The present invention permits very fast and accurate 
measurements of surface heights, and can measure the 
depths of transparent or translucent layers. It uses compo- 
nents which are well-known, readily available, and inexpen- 
sive. 

Although the invention has been described in terms of an 
exemplary embodiment, it is contemplated that is may be 
practiced as outlined above with modifications within the 
spirit and scope of the appended claims. 

What is claimed: 

1. An apparatus for measuring a change in height of a 
surface comprising: 

(a) optical means including stationary lenses for converg- 
ing a light beam, having a beam axis and focus, onto 
said surface; 

(b) means for continuously scanning the focus of said 
light beam perpendicularly across said surface along 
said beam axis; 



5,543, 

11 

(c) means for measuring intensity of light reflected from 
said surface during a scan of said focus; 

(d) means for determining a maximum of the light inten- 
sity; 

(e) means for assigning to said maximum of the light 5 
intensity a position of said scanning means; 

(0 means for monitoring a change in said position of said 
scanning means assigned to said maximum; and 

(g) means for correlating said change in said position of \q 
said scanning means to a change in the height of said 
surface. 

2. The apparatus according to claim 1, wherein said light 
beam has a folded optical path that allows simultaneous 
measurement of surface height by the apparatus and treat- 15 
ment of the surface by another light beam. 

3. The apparatus according to claim 1, wherein said 
scanning means comprises a mirror mounted on a trans I a- 
tional motion scanner. 

4. The apparatus according to claim 3, wherein said 20 
scanner is a piezoelectric crystal oscillated by varying a 
voltage drive signal to the crystal. 

5. Hie apparatus according to claim 4, wherein said drive 
signal oscillates non-sinusoidally. 

6. The apparatus according to claim 5, wherein said drive 25 
signal includes a ramp portion linearly increasing with time. 

7. An apparatus for measuring the distance between at 
least two surfaces on a sample comprising: 

(a) optical means including stationary lenses for converg- 
ing a light beam, having a beam axis and a focus, onto 30 
said sample; 

(b) means for continuously scanning the focus of said 
light beam perpendicularly across said surfaces along 
said beam axis; 

(c) means for measuring intensity of light reflected from 35 
said sample during a scan of said focus; 

(d) means for determining maxima of the light intensity; 

(e) means for assigning to said maxima of the light 
intensity respective positions of said scanning means; 40 
and 

(f) means for correlating said respective positions of said 
scanning means to the distance between said surfaces. 

8. A method for measuring a change in the height surface 
comprising the steps of: 45 

(a) converging a light beam, having a beam axis and a 
focus, onto said surface using a stationary lens: 
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(b) continuously scanning the focus of said light beam 
perpendicularly across said surface along said beam 
axis using a scanning means; 

(c) measuring intensity of light reflected from said surface 
during said scanning; 

(d) determining a maximum of the light intensity; 

(e) assigning to said maximum of the light intensity a 
position of said scanning means; 

(0 repeating steps (a) through (e) to monitor a change in 
said position of said scanning means assigned to said 
maximum of the light intensity; and 

(g) correlating said change in said position of said scan- 
ning means to a change in the height of said surface. 

9. The method for measuring a change in the height of a 
surface as claimed in claim 8 wherein said scanning means 
comprises a mirror mounted on a piezoelectric crystal oscil- 
lated by non-sinusoidally varying a voltage drive signal to 
the crystal. 

10. A method for obtaining information regarding at least 
two surfaces of a sample comprising the steps of: 

(a) converging a light beam, having a beam axis and a 
focus, onto said sample using a stationary lens; 

(b) continuously scanning the focus of said light beam 
perpendicularly across said surfaces along said beam 
axis using a scanning means; 

(c) measuring intensity of light reflected from said 
sample; 

(d) determining maxima of the light intensity; 

(e) assigning to said maxima of the light intensity respec- 
tive positions of said scanning means; and 

(0 obtaining said information regarding said surfaces 
from said respective positions of said scanning means. 

11. The method for measuring a change in the height of a 
surface as claimed in claim 10 wherein said scanning means 
comprises a mirror mounted on a piezoelectric crystal oscil- 
lated by non-sinusoidally varying a voltage drive signal to 
the crystal. 

12. The method for obtaining information regarding at 
least two surfaces of a sample as claimed in claim 11 
wherein said information is a change in height of said 
surfaces. 

13. The method for obtaining information regarding at 
least two surfaces of a sample as claimed in claim 11 
wherein said information is a distance between said surfaces 
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